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FELULETI RETEGEK SEM VIZSGALATAI
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Abstract

The scanning electron microscope is very useful experiment in the practice. It’s advice again the used
microscopes is principally the depth sharpness. The pictures what can we take by the setup are much better than
the pictures of light microscopes or transmission electron microscope. Other advantage of that apparatus is the
simple usage mode. By the way it can be a good tool in the hand’s of the researcher.
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Osszefoglalas

A pésztazo elektronmikroszkop széleskorben alkalmazott vizsgald berendezés. Elénye az addig hasznalt
mikroszkopokkal szemben elsGsorban nagy mélységélessége. A berendezéssel készithetd plasztikus képekhez
hasonlét sem fénymikroszkoppal sem transzmisszids elektronmikroszkoppal nem lehet eldallitani. Tovabbi
elénye, hogy a mai berendezések egyszerlien, felhasznald barat médon miitkodnek, eszkozt adva ezzel a kutatok
kezébe vizsgalataik elvégzéséhez.
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1. Bevezetés

A pasztazo vagy scanning elektronmikroszkép (SEM) a gyakorlatban széles korben alkalmazott. Egy
olyan berendezésrél van szo6, amelyben jol fokuszalt elektronnyalabbal végigpasztdzzuk a vakuumban
1év6 minta feliiletét és a mintabol kilépd szekunder elektronokkal vagy a mintabdl szarmazo egyéb je-
lekkel (pl. visszaszort elektronok, rontgensugarzas) leképezziik a minta feliiletét ugy, hogy a feliiletrdl
kapott jelekkel modulaljuk egy katdodsugarcsd fényintenzitasat. [1]

Az els6 pasztazo elektronmikroszkopok, mely a mai mikroszkdpokkal azonos elven miikodott Német-
orszagban 1930-as években fejlesztették. Széleskori elterjedése azonban csak a Masodik Vilaghaboru
utan 1965-t6l indult el. Ezalatt a kozel harminc év alatt hatalmas fejlédésen ment keresztiil. Elénye az
addig hasznalt mikroszkopokkal szemben elsésorban nagy mélységélessége. A berendezéssel készithe-
té plasztikus képekhez hasonlot sem fénymikroszkoppal sem transzmisszids elektronmikroszkdppal
nem lehet eldallitani. Tovabbi elénye, hogy a mai berendezések egyszerlien, felhasznald barat modon
mikddnek, eszkozt adva ezzel a kutatok kezébe vizsgalataik elvégzéséhez.

Dolgozat célja bemutatni a SEM jellemz6it, gyakorlatban a vékony feliileti rétegek vizsgalatai soran

az alkalmazhatdsagat. [1, 2, 3]
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2. Pasztazo elektronmikroszkop (SEM) felépitése

Miel6tt hasznalni kezdenénk a berendezést ismerniink kell az alapvetd felépitését.

2.1. Vakuumrendszer

A SEM miikodéséhez vakuumra van sziikség. A vakuum nagysaga is Iényeges, mert ettdl fliggden kii-
16nb6z6 szamu pozitiv ion keletkezik €s ezek az elektronokkal ellenkez6 iranyba gyorsulva szétbom-
bazzak a katddot és kornyékét. [1]

2.2. Elektronagyu

A felbontoképesség az elektronnyalab méretének fiiggvénye. Minél kisebb nyalabatmérével dolgo-
zunk, annal nagyobb felbontoképességet tudunk elérni. Az elektronnyalab atméréjének csdkkenésével
egylitt csokken a nyalab drama, mely egy hataron tal ,,zajos” képhez vezethet.

Az elektronagyuhoz hasznalt katod lehet: Termikus volfram, LaB6, Termikus téremiszios, Hideg tére-
MisSzios.

A téremisszios katodagyt esetében a katod és az elsé andd kodzott alkalmazott fesziiltséggel érik el azt
a térer6t, mellyel az elektronemissziot kivaltjak, mig a masodik andd potencialja adja a tényleges

gyorsitofesziiltséget.
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2.3. Magneses lencsék

Az elektronok fokuszalasara a magneses és az elektromos lencsék egyarant alkalmasak, a pasztazo e-
lektronmikroszkopok esetében azonban altaldban magneses lencsét alkalmaznak. A 2. dbran egy mag-
neses lencse sematikus képe lathatd. Az arammal atfolyt tekercset vasburkolat veszi koriil, és a tekercs
altal gerjesztett magneses tér a vasban 1évo, korgylirti alaku résre koncentralodik. Ezt a rést altalaban
nem magneses anyaggal toltik ki, hogy az optikai oszlopban konnyebben lehessen vakuumot eléalli-
tani.

2.4. Pasztazo tekercsek

A pasztazast két magneses tekercspar segitségével valositjak meg, amit a 3. abra mutat be. A vizszin-

tes és fliggbleges eltéritést szolgald tekercseken egyarant fiirészrezgést alkalmaznak a nyalab vezérlé-

sére. A képenkénti pasztazo vonalak szamat az x és y iranyu pasztazasi sebességek hanyadosa adja meg.
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3. abra. Magneses lencse sematikus abrdja [1]

3. Probatest elokészités vékony rétegek vizsgalataihoz

A vékony rétegek vizsgalataihoz a probatestek elokészitésénél kiilonds gondot kell forditani a feliilet
tisztitasara, tigyelni kell arra, hogy a feliileti réteget nehogy megsértsiik. Ezen kiviil ha a feliileti réteg
szerkezetét kivanjuk megmutatni ligyelniink kell, hogy a réteget nem célszerli hagyomanyos modsze-
rekkel elvagni, mert a vagas mentén a réteg szerkezete roncsolodik. Vagas soran tehat nem kivant ho-
bevitel és képlékeny alakvaltozas johet létre. A vizsgalataink sordn ezért a probatesteket a vizsgalt be-
vonati réteggel ellentétes oldalon bemetszettiik, majd eltortiik. Igy a feliileti réteg szerkezete nem

sériilt meg, a képeken jol lathato a TiN réteges szerkezete.

4. abra ,,A” jelii probatest TiN bevonat 5.dbra ,,B” jelii probatest TiN bevonat toretképe
toretképe 2000x nagyitasnal 2000x nagyitasnal
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4. Osszefoglalo

A SEM jdl alkalmazhat6 a gyakorlatban, mert a fénymikroszkoppal ellentétben mélységélességgel
rendelkezik, valamint felbontoképessége (0,2 nm) miatt alkalmazhat6é akar nanoméretek esetében is.
Bar a probatestek elokészitése nagyobb gondossagot igényel, mint a hagyomanyos fénymikroszkop e-

setében a 4,5,6. abrak jol mutatjadk a SEM alkalmazhatdsdganak széles kort lehetdségeit.

6.abra ,,A” jelii probatest TiN bevonat toretképe 5000x nagyitasnal

Irodalom

[1] Pozsgai 1., A pdsztazo elektronmikroszkopia és az elektronsugaras mikroanalizis alapjai, ELTE
E6tvos Kiado Budapest 1996.

[2] http://www.nanopaprika.eu/profiles/blog/list?user=2zaik0ftnj 764 2009.

[3] Kovacs T., Kopdsvizsgalatok duplex feliiletkezelésii prébatesteken, XIV. FMTU 2009., 103-106.
old.

[4] Kovacs T., Dévényi L., Investigation of the Wear Process by Using a Gradient Method Material
Science Forum Vols. 473-474. pp. 213-218 Switzerland 2004.

[5] Kovacs T., Szerszamanyagok kopdasi tulajdonsagainak vizsgalati lehetéségei golyo/sik elvii beren-
dezéssel, Gyartoeszk6zok, Szerszamok, Szerszamgépek XIII. évf. 2008/1, 61-64. old.

[6] S. Nandan, P. Basuthakur, Basis microscopy, Icon Analytical Equipment Pvt. Ltd. Mombay 2006.

Nagyné Halasz Erzsébet, mestertanar

Munkahely: Obudai Egyetem-BGK-Anyag és Alakitastechnolégiai Szakcsoport
Cim: 1041, Hungary, Budapest, Népszinhaz u. 8

Telefon / Fax: +36-1-666-5300

E-mail: nagyne.halasz@gmf.uni-obuda.hu

246


http://www.nanopaprika.eu/profiles/blog/list?user=2zaik0ftnj764

	XV. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA
	FELÜLETI RÉTEGEK SEM VIZSGÁLATAI
	NAGYNÉ HALÁSZ Erzsébet
	Abstract
	Key words:
	Összefoglalás
	Kulcsszavak:
	1. Bevezetés
	2. Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) felépítése
	4. Összefoglaló






